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の分布は Poisson分布に従うため，投影データには Poisson分布型の雑音 (乗法的
雑音)が含まれる．画像を再構成する際にはこの雑音を考慮にいれる必要がある．
このような雑音を考慮に入れた再構成アルゴリズムとして本研究では，ML-EM










































の回折を無視すれば，Sからの放射によって検出面上には  = (D + z)=zの倍率
で開口パターンを拡大した投影像が生じる．ここで，Dは開口面と検出面の間の
距離である．
次に点線源 Sと同じ対象面上の別の位置の点線源 S 0を考える．S 0の投影像は S
の投影像を検出面上で平行移動したものとなる (図 2.1 (a))．
またS 0がSと異なる深さ z0の対象面上にある場合は，倍率 = (D+z0)=z( 6= )
の投影像が生ずる (図 2.1 (b))．
つまり，検出面に生じた投影データの平行移動量から線源の横方向の位置を，ま
た倍率から深さ方向の位置を知ることができる．




対象面，開口面，検出面の位置をそれぞれ，~x = (x1; x2)，~u = (u1; u2)，~y =
(y1; y2)，透過率を f(~u) で示す．透過率 f(~u)には，物理的な制約があり，0から 1























式 (2.2)の p(~y)の部分に (2.1)式を代入すると次式が得られる．




























































1 (f(~u) = 1)




















式 (2.7)の [   ]内は f(~u)と g(~u)の相互相関関数である．[   ]内がピークの場所







M配列は，0と 1を値にもつ 2値の疑似ランダム系列の一つであるM系列を 2
次元で配置したものである．
M系列の周期 N = 2n   1 が，互いに素な整数 n1; n2の積で表され，かつ k1を





放射性同位元素 (RI)が存在し得る範囲をボクセル j(1  j  n)に分割し，ボク
セル jが放射するガンマ線の単位時間あたりの平均カウント数を sj，投影データ
の画素 i(1  i  m)で検出されるガンマ線の単位時間あたりの平均カウント数を











P (X = x) =
x
x!
exp() (x = 0; 1; 2; : : :) (2.9)




期待値 S = (S1; S2; : : : ; Sn)で分布するRIを観測して得られる実際の投影デー




































































































r枚目に取り入れた投影データを P (r)，投影枚数 q枚目までの投影データの和
















































いては，位置情報に基づいて検出確率 fijを計算し，図 3.4での枠組みを大きな fij
および P  と考えて従来通り計算する．





















3.7)．回転の中心を (0; 0; Zc)とし，x2  Z平面内での回転を行う．この時 x1座標








cos    sin 






































孔のピッチを p，センサと開口間の距離を d，開口と線源の距離を zとすると，

























































No. 各断層像の中心深さ 断層像のサイズ (x1  x2)
00 14.0mm 24.0mm  24.0mm
01 19.3mm 24.0mm  24.0mm
02 24.6mm 24.0mm  24.0mm
03 29.9mm 24.0mm  24.0mm
04 35.3mm 24.0mm  24.0mm
05 40.7mm 24.0mm  24.0mm
06 46.1mm 24.0mm  24.0mm






















れたと考える．横方向の点線源の位置を x2，深さ方向の点線源の位置を Z とし，
x2 =  0:75mm，Z = 44:6mmに点線源を配置し 79°回転させた場合，式 (3.5)か
ら x02 = 12:0mm，Z 0 = 34:8mmとなる．図 5.4に前述の場合と比較のために単視点




















































































































































































を p1，弱い方のピークを p2，二点の間の極小値を p3とする．このとき PP比を
(p2  p3)=(p1  p3)と定義した．この値が 30%以上であれば分離できていると考
えられる [9]．また，より明確に分離できているかどうかの尺度として極大値極小



























単視点の場合，投影枚数 44枚目から PP比が 30%を超えているが，PV比も大
きく綺麗に分離できてるとは言えない．複視点の場合，投影枚数 18枚目（17°）
からPP比が 30%を超え，PV比も 20%を下回っている．投影枚数 18枚目（17°），























































図 5.9 深さ 23.0mm，28.4mmに点線源を配置した場合（91枚目）
















































































































の場合，投影枚数 21枚目（20°）からPP比が 30%を超え，投影枚数 34枚目（33
























































図 5.14 深さ 28.4mm，33.8mmに点線源を配置した場合（91枚目）























































































































































































































































































































































図 5.24 深さ 23.0mm，41.9mmに点線源を配置した場合（91枚目）








































































































図 5.27 深さ 23.0mm，41.9mmに点線源を配置した場合（61枚目）
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5.2.2 横方向に二点配置した場合








影枚数 40枚目（40°）前後から，PP比が変化している．投影枚数 16枚目 (15°)，
投影枚数 46枚目（45°），投影枚数 61枚目（60°），投影枚数 76枚目（75°）の


























































図 5.29 深さ 28.4mm（間隔 4.5mm）に点線源を配置した場合（91枚目）















































































































































































































図 5.34 深さ 28.4mm（間隔 4.5mm）に点線源を配置した場合（76枚目）
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大きな差は確認できない．投影枚数 16枚目 (15°)，投影枚数 46枚目（45°），投























































































図 5.36 深さ 39.2mm（間隔 6.0mm）に点線源を配置した場合（91枚目）
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点線源の深さ 単視点 86% 67%
23.0mm, 28.4mm 複視点 72% 1%
点線源の深さ 単視点 59% 72%
28.4mm, 33.8mm 複視点 86% 2%
点線源の深さ 単視点 - -
33.8mm, 39.1mm 複視点 84% 4%
点線源の深さ 単視点 62% 0%
23.0mm, 41.9mm 複視点 69% 0%
点線源の深さ 28.4mm 単視点 81% 1%
間隔 4.5mm 複視点 54% 11%
点線源の深さ 39.2mm 単視点 84% 1%
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